
Staklena ovojnica
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Tip svjetlosnog izvora (lempe za osvjetljavanje)

Molibdenska
pločica

Var

Molibdenska
konekcija

Izolacija

Volfram halogene lampe

Volframova žarna nit

Var

Vidljivo područje spektra
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Tip svjetlosnog izvora
 (lempe za osvjetljavanje)

Ksenonske 
 lampe

Lučna duljina
(elektrodni razmak) Izbočenje

na lampi

Anoda

Elektronski
konektor

Elektronski
konektor

Otpuštajuća

 komora

Otpustajuća komora Kvarcno
stakloKatoda

Elektrodna šipka
(volfram)

Elektrodna
šipka (volfram)

Komora za pražnjenje
ispunjena ksenonom
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Deuterijska lampa (30W)

Ksenonska lampa (150 W)

Ksenonska fleš lampa (15 W)

Ksenonska lampa (35 W)

Halogena lampa (24 V - 150 V)
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Način nanašanja refleksijske površinom na ogledala

- površina nanešena sa gornje strane - površina nanešena sa donje strane

Predmet i slika na 
zrcalu se dodiruju

Približno 0,6 mm

Predmet i slika na 
zrcalu se ne dodiruju
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Mogućnost regulacije dimenzija reproduciranih slike

Fotoreceptor

B
(udaljenost od 

leće do fotoreceptora)

Staklena 
površina

Centar leće

A
(udaljenost od 

orginala do leće)

90° 90°
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90° 90°

Leća

A
(udaljenost od 

orginala do leće)

B
(udaljenost od 

leće do fotoreceptora)
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90°
90°

Leća

A
(udaljenost od 

orginala do leće)

B
(udaljenost od 

leće do fotoreceptora)
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Selfoc leće 

Fiberglasno pojačana
plastika (FRP) 

Osnovna ploča (FRP) 

Silikonska smola 

Slika

L0   = razmak izmđu površina leća i
   objekta (slike)

Selfoc leće

Z   = duljina leća

TC = razmak između objekta i slike

Objekt

Pozicijoniranje pomoću 

Selfoc leća
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Pozitivsko osvjetljavanje (DAD) 

po
te

nc
ija

l (
U

)

duljina (l)

Ua= potencijal nastao nabijanjem

Ua

svjetlo

Ub = potencijal nastao osvjetljavanjem
Ue= potencijal neutralizacije

Ue

promjer rasterskog
 elementa

E= električno polje

E = Ub - Ue

Negativan ion

Elektrostatsko polje

Podloga fotokonduktora

Fotokonduktorska
 površina
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Jedinice za pozitivsko osvjetljavanje  

Na bazi ROS-a
(Raster optical Scanner)

Na bazi LED tehnologije
(Light Emitting Diodes)

Laserska glava sa jednom ispisnom zrakom

Laserska glava s korekcijskom optikom

Laserska glava sa dvije ispisne zrake

Laserska glava sa različitom rezolucijom

LED  laserska glava I. generacije

LED  laserska glava II. generacije
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Laserska glava sa jednom ispisnom zrakom

Poligonsko 
ogledalo

He-Ne laser

Ogledalo

Akustičko-optički
deflektor (skretnica)

Sistem leća

Fotokonduktorski
cilindar

Vremensko 
usklađivanje

Ogledala
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Laserska glava s korekcijskom optikom
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Poligonski
ogledalo

Cilindrične leće Početak tiska
(početna točka osvjetljavanja)

FΘ leće     

Fotokonduktorski
bubanj

Diodni Laser
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Laserska glava sa dvije ispisne zrake

Laserska diodaSabirna leća

Sabirna
leća

Galvano ogledalo

Galvano ogledalo

Razdjeljivač
polariziraih
zraka

Servo
kontrolni
sistem

Detektor zrake

Cilindrična
leća

FΘ leća

Fotokonduktorski 
cilindar

Poligonsko zrcalo
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